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ターンを評価した。最小 12 nm ギャップを有するナノ間隙冷陰極の試作に成功し、隣接２先端に起因すると思われる
２点の輝度の高いスポットを観測することができた。しかし、ゲート電極構造やボンディングワイヤーによる電界に
よって、電子放出パターンが歪むことを明らかにした。 




論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 電界電子放出による電子源は、電子顕微鏡や電子ビーム露光装置の電子源として用いられているが、この電子源を
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 さらに、この手法を用いて、ゲート構造付きナノ間隙冷陰極を試作し、12 nm までの隣接２先端より放出される電
子の放出パターンの観測と電子源構造に起因する放出パターンの歪みを明らかにしている。また、電子ビーム堆積ナ
ノ陰極先端の熱処理によるナノ間隙化の可能性を明らかにし、これらの放出サイトより放射した電子波が干渉を示す
ことを実証した。得られた干渉縞はフラウンホーファ回折モデルから得られた干渉縞と良い一致をしめすことを明ら
かにした。 
 以上のように、本論文は微小電子源のナノ間隙冷陰極を設計製作し、放出される電子波が干渉することを初めて実
証するもので、電子波の可干渉を用いた次世代の真空ナノエレクトロニクスの発展に大きく寄与するため、博士（工
学）の学位論文として価値のあるものと認める。 
